PRO-WLI

Produkteigenschaften

WeiBlichtinterferometrie:

¢ Schnelles und zuverlissiges Tool zur beriihrungslosen Bestimmung von dreidimensionalen
Oberflichentopografien von Mikro- und Nanostrukturen

® Mikroskopausriistung auf Basis von INM/Ergoplan oder DM8000 mit Interferometer-Hardware
und Software zur Vermessung der Topografie und zum Export der 3D-Daten

Grundlagen

Den Messungen liegt das Interferometrieverfahren zugrunde. Dieses stiitzt sich auf die Moglichkeit von
Lichtwellen, sich rdumlich und zeitlich kohidrente zu iiberlagern. Dabei werden die Strahlen der
Beleuchtungseinrichtung mittels Strahlteiler aufgeteilt. Ein Teil des Lichtes gelangt zur Objektoberfléache,
der andere zu einem Referenzspiegel und erzeugt eine Reflexion. Aufgrund der parallelen Erfassung und
Verarbeitung der Messpunkte konnen Hoheninformationen groBfldchig und in sehr kurzer Zeit gewonnen
werden.

Anwendungsgebiete
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Typische Aufgaben in der Qualititssicherung und in der Forschung sind die Charakterisierung von
Oberfliachen verschiedener Rauheiten (Waferstrukturen, Spiegel, Glas, Metalle), die Bestimmung von
Stufenhohen und die prizise Messung von gekriimmten Oberfldachen, wie z.B. Mikrolinsen. Die in der
Software enthaltenen effizienten, robusten und hochgenauen Auswertealgorithmen sind das Ergebnis
umfangreicher Forschungstitigkeit.

Anfrage
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